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Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu

	CZĘŚĆ A - TRANSMISYJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY PRZYSTOSOWANY DO BADAŃ W WARUNKACH
KRIOGENICZNYCH Z DZIAŁEM Z EMISJĄ POLOWĄ O PODWYŻSZONEJ JASNOŚCI ORAZ
NAPIĘCIEM PRZYSPIESZAJĄCYM W ZAKRESIE OD 60 DO 200 KV WRAZ Z URZĄDZENIEM DO WITRYFIKACJI PRÓBEK ORAZ CZYSZCZENIA PLAZMOWEGO – 1 szt. (index 147987)

	Mikroskop
Transmisyjny mikroskop elektronowy umożliwiający pracę w warunkach kriogenicznych (cryo). Urządzenie ma być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.
1. Tryby pracy: TEM, STEM i cryo-TEM
2. Typ źródła wiązki elektronów: Działo elektronowe z zimną emisją polową
3. Parametry źródła wiązki elektronów: Rozmycie energetyczne emitowanej wiązki elektronowej nie większe niż 0,33 eV.
Jasność źródła elektronów, co najmniej 8 x 1012 A/m2 sr, przy napięciu przyspieszającym 200 kV.
4. Zakres napięć przyspieszających: min. od 60 do 200 kV.
5. Rozdzielczość TEM przy 200 kV:
a. Punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0,3 nm,  b. Limit informacyjny < 0,2 nm
Rozdzielczości zmierzona dla soczewki obiektywowej w dostarczonym mikroskopie.
6. Apertury: automatyczne zmotoryzowane przysłony: kondensora, obiektywu i soczewki pośredniej; sterowane komputerowo z interfejsu użytkownika
7. Układ optyczny: 
a. Możliwość uzyskania obrazów TEM w powiększeniach w zakresie co najmniej od 50x do 1 000 000 x. 
b. Układ optyczny mikroskopu umożliwiający skupienie wiązki elektronowej do minimalnej średnicy o wartości nie większej niż 1.0 nm.
c. Moduł umożliwiający skanowanie skupioną wiązką elektronową (STEM).
8. Goniometr: 
a. Goniometr ze zintegrowaną śluzą próżniową do wprowadzania uchwytów próbek z boku kolumny.
b. Przemieszczenia próbki we wszystkich pięciu osiach, czyli przesuwy liniowe X, Y i Z oraz pochyły kątowe α i β, zmotoryzowane.
c. Zakres przesuwów próbki w kierunkach X i Y nie mniejszy niż +/- 1,0 mm.
d. Zakres przesuwu próbki w kierunku pionowym Z nie mniejszy od ± 0,2 mm.
e. Możliwość zapisu położeń X, Y, Z, α, β i samoczynnego powrotu do zapamiętanych współrzędnych.
f. Możliwość jednoczesnego natychmiastowego powrotu do zerowych położeń wszystkich współrzędnych.
g. Obsługa goniometru poprzez oprogramowanie mikroskopu.
9. Uchwyty (holdery) na preparaty mikroskopów:
Mikroskop musi być wyposażony w następujące uchwyty (holdery) próbek, kompatybilne z goniometrem:
a. Standardowy, jednopochyłowy uchwyt próbki, do prowadzenia obserwacji w temperaturze pokojowej,
b. Wielopróbkowy, jednopochyłowy uchwyt na co najmniej 4 próbki, do prowadzenia obserwacji w temperaturze pokojowej,
c. kriogeniczny, wyposażony w jednoczęściowy zacisk siatki, umożliwiający zamocowanie siateczki, bez konieczności przykręcania elementów montażowych, wraz z wolnostojącą stacją do suchego odpompowywania uchwytów kriogenicznych.
d. tomograficzny uchwyt próbki lub tomograficzna wymienna końcówka do dostarczonego uniwersalnego uchwytu próbki o konstrukcji umożliwiającej duże
pochyły kątowe próbki względem wiązki elektronowej w zakresie nie mniejszym niż ±80°. Musi istnieć możliwość korzystania w mikroskopie z uchwytów kriogenicznych różnych producentów.
10. Komora projekcyjna:
a. Musi być wyposażona w binokular.
b. Musi być wyposażona w okno wglądowe do bezpośredniej obserwacji obrazu na dużym ekranie fluorescencyjnym o średnicy co najmniej 100 mm, z dodatkowym małym odchylanym ekranem fluorescencyjnym dla precyzyjnego ustawienia ostrości przy pomocy binokularu.
c. wyposażona we wbudowaną kamerę CCD umożliwiającą prowadzenie obserwacji na ekranie monitora mikroskopu lub z lokalizacji zdalnej. Szybkość odświeżania obrazu prze kamerę CCD co najmniej 30 kadrów/s.
11. Kamera CMOS: Wysokoczuła i szybka kamera z sensorem CMOS do cyfrowej wysokorozdzielczej rejestracji obrazów mikroskopowych i obrazów dyfrakcyjnych, zamontowana pod kolumną mikroskopu, z termoelektrycznym chłodzeniem sensora, o parametrach nie gorszych niż:
a. Rozdzielczość kamery: co najmniej 4096x4096 pikseli,
b. Rozmiar piksela: co najmniej 15,5 µm x 15,5 µm
c. Maksymalna szybkość zbierania kadru przy pełnej rozdzielczości: co najmniej 48 kadrów/s
d. Zapis w skali szarości: co najmniej 16 bit
12. Układ detekcji STEM: 
a. Możliwość detekcji sygnału STEM za pomocą detektora ciemnego pola HAADF oraz detektora jasnego pola BF i pierścieniowego detektora jasnego pola ABF.
b. Skanowanie po polu z rozdzielczością w zakresie nie mniejszym niż od 512 x 512 do 4096 x 4096 pikseli.
Zdolność rozdzielczą w obrazie HAADF  ≤ 0,20 nm, przy napięciu przyspieszającym 200 kV. Możliwość uzyskiwanie obrazów HAADF w powiększeniach w zakresie nie mniejszym niż od 200x do 100 000 000x.
13. Ochrona próbek w reżimie kriogenicznym:
a. System antykontaminacyjny charakteryzujący się czasem utrzymywania ciekłego azotu nie krótszym niż 16 godzin.
b. System antykontaminacyjny ograniczający szybkości przyrostu lodu na próbce podczas badań w reżimie kriogenicznym do wartości nie większej niż 0,5 nm/h. 
c. Możliwość zastosowania niskiej dawki elektronowej .d. Możliwość ograniczania czasu naświetlania próbki wiązką elektronową.
e. System antykontaminacyjny nie ograniczający możliwości rejestrowania sygnałów wtórnego promieniowania rentgenowskiego zróżnicowanego energią pochodzącego od próbki (EDS).
14. Mikroskop ma być wyposażony w detektor EDS wykonany w technologii SDD o powierzchni elementu aktywnego nie mniejszej niż 100mm², kompatybilny z układem antykontaminacyjnym mikroskopu i umożliwiający zbieranie widm EDS także podczas pracy w warunkach kriogenicznych..
Detektor EDS ma być dostarczony wraz z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację sygnałów i generowanie widm rentgenowskich pochodzących z punktu, obszaru lub linii wyznaczonych na próbce. 
Oprogramowanie dedykowane EDS ma umożliwiać generowanie map rozkładu pierwiastków na liniach i w obszarach próbki oraz analizę widm zawierającą co najmniej odejmowanie tła, dekonwolucję linii spektralnych i obliczanie zawartości pierwiastków.
15. Sterowanie mikroskopem obejmujące co najmniej:
a. stację roboczą do sterowania mikroskopem kompatybilną ze wszystkimi systemami mikroskopu i oprogramowaniem sterującym dla wszystkich funkcjonalności, wyposażoną w nie mniej niż dwa kolorowe monitory LCD lub LED o przekątnej nie mniejszej niż 24 cale.
b. możliwość sterowania pracą wszystkich systemów mikroskopu za pomocą stacji roboczej i interfejsu użytkownika.
c. możliwość zainstalowania stacji roboczej do sterowania mikroskopem w pomieszczeniu innym niż kolumna mikroskopu.
d. Możliwość automatycznego zapamiętywania ustawień centrowania optycznego mikroskopu.
e. Możliwość przywracania zapamiętanych ustawień mikroskopu.
16. Wymagane jest wyposażenie mikroskopu w oprogramowanie do realizacji procesu tomografii, rekonstrukcji 3D danych tomograficznych oraz wizualizacji i segmentacji 3D. 
17. Mikroskop umożliwiający rozbudowę funkcjonalności, bez konieczności wymiany elementów wchodzących w skład modułu generowania i formowania wiązki elektronowej, jak następujące: 
a. wzmocnienie kontrastu za pomocą płytki fazowej,
b. rejestracja obrazu za pomocą bezpośredniej detekcji elektronów,
c. obserwacja in-situ w zmiennych warunkach środowiskowych.
18. Oprogramowanie mikroskopu musi realizować automatyczne procesy  justowania „optyki” mikroskopu w zakresie znajdowania obrazu wiązki elektronowej, centrowania przesłony kondensorowej, ustawiania pozycji eucentrycznej, korekcji punktów obrotu („pivot points”) oraz ogniskowania obrazów i korekcji astygmatyzmu.
19.1. Mikroskop dostarczony wraz z urządzeniem do tworzenia preparatów mikroskopowych utrwalonych w amorficznym lodzie poprzez witryfikację temperaturową roztworów i/lub zawiesin wodnych. Urządzenie do witryfikacji musi umożliwiać kontrolowanie parametrów jak temperatura i wilgotność w otoczeniu siatki mikroskopowej bezpośrednio przed aplikacją i z naniesionym roztworem/zawiesiną próbki w trakcie procesu generowania filmu amorficznego lodu o sterowalnej grubości. Urządzenie do witryfikacji musi umożliwiać sterowanie temperaturą kriogenu witryfikującego oraz ochronnego.
19.2. Urządzenie do witryfikacji dostarczone wraz z urządzeniem do przygotowania dedykowanych (tzw. węglowych, polimerowych, krzemowych) siatek mikroskopowych poprzez plazmowe generowanie hydrofilowości/hydrofobowości plazmą tlenową i/lub argonową. 
20. Mikroskop dostarczony wraz z urządzeniem do tworzenia preparatów mikroskopowych o grubościach skrawków w zakresie nie mniejszym niż od 1 nm do 2,5 µm, oraz od 2,5 µm do 15 µm, poprzez mechaniczne sekcjonowanie (wycinanie) skrawków ramieniem wyposażonym w nóż diamentowy poruszające się grawitacyjnie w fazie cięcia. Urządzenie do wycinania musi być wyposażone w układ do realizacji procesu wycinania w warunkach kriogenicznych tj. utrzymanie próbki w temperaturze poniżej – 150 °C.  
Urządzenie do mechanicznego wycinania preparatów mikroskopowych dostarczone wraz z urządzeniem do wstępnego przygotowani próbek poprzez proces trymowania.
Urządzenie do mechanicznego wycinania preparatów mikroskopowych dostarczone wraz z urządzeniem do precyzyjnego przygotowania noży szklanych do wycinania oraz dedykowanym nożem diamentowym.
21. Mikroskop musi być wyposażony w kompatybilny, zamknięty układ chłodzenia wodnego (ang. chiller) typu woda-woda zapewniający stabilną pracę całego systemu mikroskopu. 
22. Mikroskop musi być wyposażony w kompresor powietrzny o parametrach odpowiednich do prawidłowego funkcjonowania systemu.
23. Mikroskop musi być wyposażony w układ UPS do podtrzymywania zasilania całego systemu na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej przez co najmniej 10 minut, umożliwiający zintegrowanie UPS-a z systemem automatycznego generatorowego podtrzymania napięcia. 
24. Wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów poprzedzających instalację mikroskopu w zakresie oddziaływań fizycznych zakłócających  pracę mikroskopu i dostarczenie raportu z wyników tych pomiarów wraz z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi niwelacji pól elektromagnetycznych i fal akustycznych w otoczeniu kolumny elektronowej mikroskopu. 
25. Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych biurek, krzeseł dla operatora, przystawek, okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania. Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia i UPS.
26.Mikroskop musi mieć możliwość realizacji zdalnej  diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem  sieci Internet.
27. Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi mikroskopu i wszystkich podzespołów w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego 
28. Dostawca mikroskopu musi zagwarantować szkolenie co najmniej 5-dniowe, dla przynajmniej 4 osób w zakresie obsługi wszystkich funkcjonalności dostarczonego systemu mikroskopu oraz co najmniej 4-dniowe szkolenie dla przynajmniej 4 osób w zakresie obsługi urządzeń do przygotowania preparatów mikroskopowych.
Szkolenia mogą być rozdzielone czasowo i osoboliczbowo według wskazania zamawiającego.
29. System operacyjny musi być 64 bitowy i być kompatybilny z systemami sterowania mikroskopem. System operacyjny musi być w wersji nie starszej niż z roku produkcji mikroskopu. System operacyjny musi być w pełni zintegrowany z domeną Active Directory MS Windows opartą na serwerach Windows Serwer 2012.System operacyjny nie może wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub internetu.
[bookmark: _GoBack]System operacyjny musi być wyposażony w pakiet oprogramowania biurowego w wersji nie starszej niż z roku produkcji mikroskopu. Oprogramowanie biurowe nie może być oparte o rozwiązania chmurowe lub wymagające opłat w okresie użytkowania.
30. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. 
Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
	

	
CZĘŚĆ B - SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY WYPOSAŻONY W DZIAŁO ELEKTRONOWE Z EMITEREM SCHOTTKY ZINTEGROWANY Z KONFOKALNYM MIKROSKOPEM RAMANA SYSTEMEM ANALITYCZNYM ZAWIERAJĄCYM SPEKTROMETRY EDS ORAZ WDS – 1 szt. (index 147862)


	Mikroskop
1. Mikroskop ma być fabrycznie nowy i być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.
2. Źródło wiązki elektronów: Działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego).
3. Wymagany układ automatycznego justowania kolumny elektronowej mikroskopu. 
4. Mikroskop musi umożliwiać regulację napięcia przyspieszającego w zakresie od przynajmniej 50V do 30kV, ze skokiem nie większym niż 100V, z funkcją wyhamowywania wiązki.
5. Mikroskop musi umożliwiać regulację prądu wiązki elektronowej w zakresie przynajmniej od 2 pA, do co najmniej 399 nA.
6. Mikroskop ma być wyposażony w co najmniej następujące detektory, zintegrowane z oprogramowaniem mikroskopu oraz dostarczone przez producenta mikroskopu::
a. - detektor elektronów wtórnych (SE) do wysokorozdzielczej pracy w trybie wysokiej próżni;
b. - detektor elektronów wtórnych (SE) do obrazowania w trybie niskiej próżni;
c. co najmniej 1 detektor wewnątrz-kolumnowy przeznaczony do precyzyjnej detekcji elektronów wtórnych (SE) i  i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) z fitracją energetyczną do -1,5kV
d. co najmniej 1 detektor zmotoryzowany przeznaczony do precyzyjnej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE.
e. co najmniej 1 detektor elektronów przechodzących STEM.
Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w trybie wysokiej próżni bez przykładania napięcia wstecznego na próbkę nie gorsza niż 0,9 nm przy napięciu przyspieszającym wiązkę pierwotną 15 kV i nie gorsza niż 1,3 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kV. 3. Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w trybie niskiej próżni bez przykładania napięcia wstecznego na próbkę nie gorsza niż 2 nm dla elektronów BSE i 1,5 nm dla elektronów SE przy napięciu przyspieszającym 30 kV. 
7. Mikroskop musi zapewniać możliwość prowadzenia obserwacji próbek (litych, proszkowych, przewodzących, nieprzewodzących, biologicznych, magnetycznych)  w warunkach wysokiej (HV) i niskiej (LV) próżni.
8. Zakres ciśnień w komorze badawczej w trybie niskiej próżni powinien zawierać się w przedziale od min. 10 Pa do co najmniej 499 Pa.
9. Wymagany zakres powiększenia w zakresie od 3x do co najmniej 2 000 000x.
10. Wymagana funkcja automatycznej kompensacji ogniskowania dla korekcji pochyłu.
11.  Wymagana szybkość skanowania (czas postoju wiązki w punkcie) w zakresie mniejszym lub równym 20 ns/piksel, do co najmniej 10 ms/piksel z możliwością regulacji rozmiaru kadru i korekcją dryftu.
12.  Wymagana możliwość jednoczesnej obserwacji co najmniej 8 obrazów „on line” z różnych detektorów na ekranie jednego monitora (np. dla celów porównawczych).
13.  Mikroskop ma być wyposażony w kamerę do podglądu wnętrza komory z podświetlaniem IR 
14. Mikroskop ma być wyposażony w komorę roboczą (umożliwiającą analizę wielkogabarytowych próbek) o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość) nie mniejszych niż 340 x 315 mm, z minimalną liczbą portów sprzętowych wynoszącą co najmniej 20, zapewniającą analityczną odległość roboczą nie większą niż 10 mm.
15.  Mikroskop ma być wyposażony w precyzyjny, zmotoryzowany (w 5-ciu osiach) stolik na próbki zamontowany wewnątrz komory mikroskopu, sterowany za pomocą oprogramowania mikroskopu, umożliwiający umieszczanie próbek o wadze do 1 kg zapewniając pełen zakres ruchów w 5 osiach, o następujących zakresach ruchów:
a. w osi: X: co najmniej 250 mm,
b.  w osi Y: co najmniej 150 mm
c. w osi Z: minimum 50 mm
d. obrót wokół osi w zakresie 360° dla wszystkich położeń X, Y
e. pochył w zakresie od co najmniej - 3° do maksymalnie + 70° 
16.  Wymagany co najmniej jeden wielopozycyjny stolik preparatu, dający możliwość montażu co najmniej 7 próbek.
17. Mikroskop ma być wyposażone w całkowicie bezolejowy układ pomp, umożliwiający odpompowywanie kolumny i komory preparatu w sposób zautomatyzowany. Układ próżniowy powinien być wyposażony w  pompę turbomolekularną o wydajności min. 300l/s, 2 pompy jonowe oraz czujniki próżni.
18. Mikroskop ma być wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym.
19. Mikroskop ma być wyposażony w urządzenie sterujące zawierający co najmniej procesor czterordzeniowy; pamięć RAM: min.16GB; dysk HDD: min. 2TB; wejście USB, 2 kolorowe monitory LCD o przekątnej obrazu nie mniejszej niż 32 cale oraz urządzenia do obsługi urządzenia sterującego poprzez klawiaturę oraz myszkę.
20. Mikroskop musi być wyposażony w cyfrowy system sterujący, zapewniający sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapis (wraz z zestawem parametrów) w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością maksymalną nie mniejszą niż 16000 x16000 (w formacie 4:3) i co najmniej 16 bitowej głębi skali szarości.19. Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie powiązane aplikacje specjalistyczne, powinny być uruchamiane w systemie operacyjnym nie starszym niż z roku produkcji mikroskopu.
System operacyjny musi być 64 bitowy i być kompatybilny z systemami sterowania mikroskopem. System operacyjny musi być w wersji nie starszej niż z roku produkcji mikroskopu. System operacyjny musi być w pełni zintegrowany z domeną Active Directory MS Windows, opartą na serwerach Windows Serwer 2012.
System operacyjny nie może wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub internetu.
System operacyjny musi być wyposażony w pakiet oprogramowania biurowego w wersji nie starszej niż z roku produkcji mikroskopu. Oprogramowanie biurowe nie może być oparte o rozwiązania chmurowe lub wymagające opłat w okresie użytkowania.
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. 
Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
21. Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające akwizycję wysokorozdzielczych zdjęć wielkoformatowych, otrzymanych po złożeniu (tzw. stitching) pojedynczych obrazów z wykorzystaniem automatycznego przesuwu stolika, zebranych z dowolnego wskazanego obszaru próbki.
22. Mikroskop musi byś wyposażony w spektrometr z dyspersją energii (EDS) nie wymagający ciekłego azotu do chłodzenia, zamontowany na komorze mikroskopu, umożliwiający detekcję pierwiastków minimum od berylu (Be) o rozdzielczość min. 127 eV (dla linii Mn Kα). Wymagana powierzchnia robocza detektora EDS na poziomie co najmniej 100 mm2.
Detektor EDS ma mieć możliwość zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich punktowo, liniowo oraz w postaci mapy rozkładu pierwiastków z  wyznaczonego obszaru, a także automatycznego generowania raportów zawierających wyniki ilościowe (w at. % i wt. %), jak i jakościowe (rozkłady powierzchniowe – „mapy EDS” oraz liniowe).
23. Mikroskop ma być wyposażony w spektrometr z dyspersją długości fali WDS, zamontowany na komorze mikroskopu, współdziałający z detektorem EDS, pracujący w zakresie energii od co najmniej 170eV do co najmniej 10480 eV, z rozdzielczością 2 eV dla Si Kα. Spektrometr musi być wyposażony w zestaw przynajmniej pięciu kryształów dyfrakcyjnych(LIF, LIF200, LSM200, TAP i PET). Spektrometr WDS ma być wyposażony w koło Rowlanda.
24. Mikroskop ma być wyposażony w zintegrowany układ mikroskopu Raman'owskiego, pracującego w zakresie UV-VIS-NIR, wyposażonego w co najmniej dwa moduły laserów o długości fali 532nm i 785nm, zamontowany w na komorze mikroskopu i umożliwiający analizy Ramanowskie wewnątrz komory mikroskopu elektronowego, o parametrach: rozdzielczość obrazowania Ramana 360 nm, rozdzielczość spektralna < 1 cm-1, zakres spektralny: 95-4000 cm-1.
25. Mikroskop musi posiadać możliwość pracy w trybie korelacyjnym z innymi urządzeniami obrazującymi (np. mikroskop rentgenowski, mikroskop konfokalny, mikroskop typu FIB-SEM). Powiązanie urządzeń musi być zapewniona na poziomie co najmniej programowym.
26. Mikroskop musi być wyposażone w kompresor powietrzny o parametrach odpowiednich do prawidłowego funkcjonowania systemu.
27. Mikroskop musi być dostarczony w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych biurek, krzeseł dla operatora, przystawek, okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania. Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia i UPS.
28 Mikroskop musi być wyposażony w układ UPS do podtrzymywania zasilania całego systemu na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej przez co najmniej 10 minut, umożliwiający zintegrowanie UPS-a z systemem automatycznego generatorowego podtrzymania napięcia.
29. Mikroskop ma być dostarczony wraz z zewnętrznym urządzeniem do napylania cienkich warstw przewodzących (węgiel i/lub ciężki metal) - Urządzenie musi mieć możliwość napylania metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi oraz ewaporacyjnego napylania węgla wykorzystując wymienne głowice.
30. Wymagana Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i bezpłatne szkolenie co najmniej 4 użytkowników wskazanych przez Zamawiającego przez nie mniej niż 5 dni roboczych każdy użytkownik razem/lub osobno.	
31. System do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia - Urządzenie musi być wyposażone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet. 
32. Instrukcja obsługi - Instrukcja obsługi mikroskopu i wszystkich podzespołów w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).

	




	CZĘŚĆ C - SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY WYPOSAŻONY W DZIAŁO ELEKTRONOWE Z EMITEREM SCHOTTKY ORAZ KOLUMNĘ FIB DO TRAWIENIA I MODYFIKACJI POWIERZCHNI WRAZ Z SYSTEMEM DO POLEROWANIA JONOWEGO. I OPROGRAMOWANIEM DO ANALIZ 3D – 1 szt. (index 147980)

	Mikroskop
Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z kolumną FIB:
1. Źródło wiązki elektronów - Działo elektronowe z termicznie wspomaganą emisją polową (emiter Schottky’ego).
2. Automatyczne justowanie kolumny elektronowej mikroskopu.
3. Możliwość prowadzenia obserwacji próbek litych, proszkowych, przewodzących,  nieprzewodzących, magnetycznych w pełnym zakresie powiększeń bez konieczności zmiany trybu obrazowania (bez stosowania soczewki immersyjnej)
4. Zakres regulacji napięcia przyspieszającego	od co najmniej 50 V do co najmniej 30 kV.
5. Skok regulacji napięcia nie większy niż 100 V.
6. Regulacja prądu wiązki elektronowej	w zakresie co najmniej od 2 pA do  399 nA.
7. Zakres powiększeń  od co najmniej 2x do co najmniej  2 000000 x.
8. Rozdzielczość mikroskopu w trybie SEM nie gorsza niż 0,9 nm przy napięcu przyspieszającym 15 kV bez stosowania napięcia wstecznego przykładanego na stolik mikroskopu oraz 1,5 przy napięciu przyspieszającym 1 kV, w trybie STEM 0,8 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV.
9. Mikroskop wyposażony co najmniej w następujące detektory:
a. Detektor elektronów wtórnych (SE) montowany na komorze mikroskopu
b. Detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), przynajmniej pięciopolowy, pneumatycznie wsuwany, montowany na komorze mikroskopu
c. Detektor wewnątrz kolumnowy przeznaczony do detekcji elektronów wtórnych (SE)
d. Detektor wewnątrz kolumnowy elektronów wstecznie rozproszonych z siatką filtrującą, umożliwiający filtrację elektronów ze względu na ich energię.
e. Pneumatycznie wsuwany detektor elektronów przechodzących przez próbkę (transmisyjny – STEM) umożliwiający pracę w jasnym i ciemnym polu (m.in. DF, BF, ODF, HAADF) wraz z dedykowanym uchwytem do próbek (min.10 próbek).
10. Mikroskop wyposażony w przynajmniej dwie podglądowe kamery wnętrza komory mikroskopu wyposażone w oświetlacze (podczerwień)		
11. Mikroskop wyposażony w komorę o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż: szerokość 340 mm, głębokość 315 mm
12. Liczba portów sprzętowych w komorze mikroskopu nie mniejsza niż 20
13. Mikroskop wyposażony w  5-cio osiowy stolik preparatowy umożliwiający zmianę odległości pracy dla pochylonej próbki, bez zmiany położenia pola widzenia, umożliwiający zamontowanie próbki o masie nie mniejszej niż 1 kg z zachowanie stopni swobody, o zakresie ruchów, nie mniejszym niż: X: 130 mm, Y: 130 mm, Z:90 mm, , pochył w zakresie -60°-+90°, obrót 360°.
14. Odległość przecięcia wiązek SEM-FIB:  Nie więcej niż 6mm.
15. Mikroskop musi umożliwiać pracę w trybie zmiennej próżni (VP) w zakresie ciśnień nie mniejszych niż od 10Pa do 499 Pa. Regulacja ciśnienia w krokach nie większych niż 1 Pa.
16. Mikroskop wyposażony w kolumnę jonową FIB zawierającą źródło jonów.
17. Rozdzielczość dla kolumny jonowej przy 30 kV nie gorsza niż 12 nm.
18. Zakres prądów wiązki jonowej w zakresie nie więcej niż 1 pA i nie mniej niż 3 µA.
19. Zakres regulacji napięcia przyspieszającego 3 kV -30 kV.
20. Możliwość regulowania prądu wiązki jonowej w nie mniej niż 29 krokach.
21. Urządzenie wyposażone w elektrostatyczny beamblanker
22. Maksymalne pole widzenia dla odległości roboczej 6 mm nie mniejsze niż 7x7 mm
23. Mikroskop musi być wyposażony w układ do podawania gazów roboczych z wykorzystaniem przynajmniej pięciu niezależnych torów.
24. Temperatura podgrzewania prekursorów, powinna zawierać się w przedziale od 45°C do  100°C
25. Przynajmniej jeden z torów musi posiadać możliwość chłodzenia
26. Zakres ruchów głowicy precyzyjnego pozycjonowania dysz, nie mniejszy niż:  x- 8mm, y - 25mm, z - 8mm.
27. Dokładność ruchu głowicy nie gorsza niż 1µm.
28. Prędkość ruchu głowicy  w zakresie  od przynajmniej 75µm/s do 750 µm/s.
29. Mikroskop wyposażony w zintegrowany mikromanipulator umożliwiający preparatykę próbek TEM (przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM).
30. Zakres ruchu wzdłużnego mikromanipulatora nie mniejsza niż 11 mm.
31. Rozdzielczość ruchu wzdłużnego mikromanipulatora nie gorsza niż 5 nm.
32. Oprogramowanie mikroskopu musi zapewnić:
a. kontrolę nad kolumną elektronową (SEM) i jonową (FIB) mikroskopu.
b. Możliwość wybrania prędkości skanowania w zakresie od 20ns/piksel do 10 ms/piksel 
c. Możliwość pracy w 3 trybach jak wiązka SEM włączona, FIB wy łączona; wiązka FIB włączona, SEM wyłączona; wiązka SEM włączona i FIB włączona.
d. Możliwość skanowania przynajmniej w następujących trybach: zredukowanego pola, liniowym, obrót skanowania, korekcji pochylenia próbki.
e. Możliwość  zapisywania obrazów w rozdzielczości 16000 x 16000 pikseli w 16 bitowej skali szarości.
f. Możliwość redukcji szumów poprzez uśrednianie pikseli, uśrednianie ramek i linii, łączenia linii i ramek.
g. Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 8 sygnałów na jednym ekranie.
h. Możliwość wykonywania pomiarów na uzyskanym obrazie: liniowych, kątowych, określania średnicy.
i. Możliwość wykonania nano tomografii badanego materiału.
33. Mikroskop musi posiadać możliwość pracy w trybie korelacyjnym z innymi urządzeniami obrazującymi (np. mikroskop rentgenowski, mikroskop konfokalny, mikroskop typu SEM). Powiązanie urządzeń musi być zapewniona na poziomie co najmniej programowym.
Mikroskop wyposażony w uchwyt karuzelowy na 7 próbek. Wymagana Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami. 
34. Mikroskop musi być dostarczony w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych biurek, krzeseł dla operatora, przystawek, okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania. Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia i UPS.
35. Mikroskop musi być wyposażony w układ UPS do podtrzymywania zasilania całego systemu na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej przez co najmniej 10 minut, umożliwiający zintegrowanie UPS-a z systemem automatycznego generatorowego podtrzymania napięcia.
36. System do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia - Urządzenie musi być wyposażone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zdiagnozowania i usunięcia usterek oraz pozwoli również na skrócenie czasu przestoju urządzenia do niezbędnego minimum
37. Instrukcja obsługi - Instrukcja obsługi mikroskopu i wszystkich podzespołów ( FIB, GIS, mikromanipulator, układ chłodzący, kompresor, itp.) w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).
38. Pełne szkolenie z zakresu obsługi wszystkich elementów systemu oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie wysokorozdzielczego obrazowania na mikroskopie dla co najmniej 4 osób, w laboratorium Zamawiającego po instalacji - Wymagane 10 dni szkolenia aplikacyjnego.
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Działanie 1.1  Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
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